附件3：
技术需求：
	*1
	样品台
	最大样品尺寸：直径200mm 半球；兼容小尺寸样品；
基片加热温度：最高400℃，RT- 400℃可控，控制精度±1℃

	*2
	反应腔
	三种模式的反应腔方便拆换：单片热式、内表面热式、外表面等离子增强式，反应腔体的高度为200mm；
喷淋式等离子体和前驱体进气口；铝制穹顶等离子体扩散腔；
采用O-Ring双层密封的高真空系统,真空度达到10-4Pa，方便拆卸；
腔壁烘烤温度150℃以下可控，控制精度±1℃；

	*3
	沉积模式
	热沉积模式、等离子增强模式、连续模式、停留模式、内表面沉积模式、外表面沉积模式；

	*4
	前驱体源
	共4路前驱体源；1路为常温源，3路为加热源，加热温度RT-200℃可控，控制精度±1℃；加热源配备高温手动阀；标准前驱体源瓶体积50cc。
最多6路可选；

	*5
	等离子体源
	共3路等离子体源, 配备质量流量计(MFC)，一路为Ar，其他H2,O2, N2, NH3,H2S等气体可选

最多5路可选；

	*6
	等离子体发生系统
	自动匹配远程 ICP 等离子体源系统；

包括：射频电源输出功率0到500W可调；13.56M Hz RF发生器；自动匹配器； 

等离子体产生腔采用高纯（>99%）氧化铝，可兼容氟化物；

	7
	载气
	Ar氩气作为载气和管路清洗；
配备质量流量计(MFC)，流量控制0-200sccm；

	*8
	前驱体管路
	所有前驱体管路全部采用316L不锈钢EP级管路，所有管路加热温度RT-150℃可控；

	*9
	ALD阀
	每一路前驱体配置一个原子层沉积专用高速高温ALD阀；ALD阀加热温度RT-150℃可控；高温ALD阀精确控制时间为1μs；

	10
	真空规
	爱德华宽范围真空规测量范围10E-7Torr~10E+3Torr

	11
	排气管路
	排气管路配置专用尾气吸附装置，加热温度RT-150℃可控；
配备气动高真空截止阀；

	*12
	控制硬件
	PLC控制系统

	*13
	控制软件
	autoALDTM – PE专用软件全自动控制加热、流量、等全部沉积过程，以及温度、压强等实时监控

	14
	真空系统
	机械泵系统，包括泵油和相关连接管路；

	*15
	均匀性验收标准
	100nm Al2O3在椭球型蓝宝石内外表面镀制异质薄膜，厚度标准偏差 ≤1%

	*16
	安装培训
	工程师现场安装培训

	*17
	保修
	二年免费保修，自验收之日起


注 *为必须满足条款
